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一种半导体元件巨量转移方法和系统

(57)摘要

本发明提供了一种半导体元件的巨量转移

系统，用于将设置于临时基板的半导体元件转移

至目标基板。所述转移系统包括加速设备，所述

加速设备设有沿第一方向的加速电场、以及沿所

述第一方向设置且与所述加速电场连通的第一

入口和第一出口；旋转设备，所述旋转设备设有

沿第二方向的磁场、以及与所述磁场连通的第二

入口和第二出口，所述第二入口与所述第一出口

对准。此外，本发明还提供一种半导体元件的巨

量转移方法。所述方法包括放置所述临时基板于

所述第一入口处，并将所述第一入口对准需要转

移至所述目标基板的目标半导体元件；利用所述

加速电场对所述目标半导体元件进行加速；利用

所述磁场改变所述目标半导体元件的运动方向；

安装所述目标半导体元件于所述目标基板。

CN 113207311 A

2021.08.03

CN
 1
13
20
73
11
 A


	BIB
	BIB00001


